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П

Э

140 дн70 дн

14 дн

64 дн70 дн 6 дн

4 1/6

16Производственная практика

4 2/6

4

16

4 1/6

211 дн 365 дн154 дн

4 1/6

28 дн5 дн

211 дн 365 дн154 дн

5 дн 14 дн 9 дн

Продолжительность каникул 6 дн 64 дн

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы

9 дн

 Продолжительность

Итого
Сем. 1

Курс 1 Курс 2

Сем. 2 Всего Сем. 3 Сем. 4 Всего

Сводные данные

*

У

П

Д

К

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

51 1/618 1/6

1 3/6

16

Теоретическое обучение и практики

Экзаменационные сессии

Учебная практика 4

18 1/6 14 5/6 33

1 2/6 2 5/6

4

1 3/6

18 1/6

1 3/6



Считать в 

плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КП КР

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Конт. 

раб.
Ауд. КСР СР

Конт 

роль

Интер  

часы

Элект 

часы

Пр. 

подгот
з.е. Лек

Лек 

интер.
Лаб Пр

Пр 

интер.
КСР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр

Пр 

интер.
КСР СР

Конт 

роль

66 66 2376 2376 1224 1224 918 234 184 23 108 8 90 216 50 333 81 20 108 216 72 324 72

20 20 720 720 306 306 315 99 76 15 36 8 72 144 32 207 81 5 18 36 36 108 18

+ Б1.О.01
Методология научных исследований в 

инфокоммуникациях и приборостроении
1 2 2 36 72 72 18 18 54 2 18 54

+ Б1.О.02
Математическое и имитационное  моделирование  

приборных систем
1 4 4 36 144 144 72 72 36 36 12 4 18 54 12 36 36

+ Б1.О.03 Информационные технологии приборостроения 1 5 5 36 180 180 90 90 45 45 12 5 36 54 12 45 45

+ Б1.О.04 Измерительно-вычислительные комплексы 1 4 4 36 144 144 72 72 72 16 4 18 8 18 36 8 72

+ Б1.О.05 Современные технологии коммуникации 2 5 5 36 180 180 54 54 108 18 36 5 18 36 36 108 18

46 46 1656 1656 918 918 603 135 108 8 72 18 72 18 126 15 90 180 36 216 54

+ Б1.В.01 Физическая оптика 1 3 3 36 108 108 72 72 36 18 3 36 36 18 36

+ Б1.В.02 Квантовая электроника 2 3 3 36 108 108 54 54 36 18 18 3 18 36 18 36 18

+ Б1.В.03 Нелинейная оптика 3 2 2 36 72 72 54 54 18 18

+ Б1.В.04 Современная фотоника 2 1 4 4 36 144 144 72 72 54 18 18 2 18 18 36 2 18 18 18 18 18

+ Б1.В.05 Нанофотоника и наноплазмоника 3 3 3 36 108 108 54 54 27 27 18

+ Б1.В.06 Лазерная спектроскопия 3 2 2 36 72 72 36 36 18 18 18

+ Б1.В.07
Методы и техника современного физического 

эксперимента
1 3 3 36 108 108 54 54 54 3 18 18 18 54

+ Б1.В.08 Взаимодействие лазерного излучения с веществом 2 3 3 36 108 108 54 54 54 3 18 36 54

+ Б1.В.09
Оптоинформационные материалы квантовой 

электроники и нанофотоники
2 3 3 36 108 108 54 54 36 18 3 18 36 36 18

+ Б1.В.10
Основы конструирования оптических и лазерных 

приборов. Прикладная оптика.
3 3 3 3 36 108 108 72 72 18 18

+ Б1.В.11 Лазерные технологии и технологические лазеры 3 2 2 36 72 72 54 54 18

+ Б1.В.12
Современные лазерные технологические комплексы  

на основе волоконных лазеров
3 2 2 36 72 72 54 54 18

+ Б1.В.13 Цифровая голография и оптическая память 3 2 2 36 72 72 36 36 18 18

+ Б1.В.14
Научно-исследовательский семинар "Современные 

лазерные аппараты и системы"
23 5 5 36 180 180 36 36 144 2 18 54

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 2 2 72 72 54 54 18 2 18 36 18

+ Б1.В.ДВ.01.01 Волоконно-оптические приборы и системы связи 2 2 2 36 72 72 54 54 18 2 18 36 18

- Б1.В.ДВ.01.02 Лазерные измерения 2 2 2 36 72 72 54 54 18 2 18 36 18

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 3 2 2 72 72 54 54 18

+ Б1.В.ДВ.02.01 Компьютерные технологии в приборостроении 3 2 2 36 72 72 54 54 18

- Б1.В.ДВ.02.02 Основы робототехники и мехатроники 3 2 2 36 72 72 54 54 18

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 3 2 2 72 72 54 54 18

+ Б1.В.ДВ.03.01 CALS -технологии в приборостроении 3 2 2 36 72 72 54 54 18

- Б1.В.ДВ.03.02 Прикладная механика 3 2 2 36 72 72 54 54 18

48 48 1728 1728 72 72 1656 1188 5 180 12 18 414

6 6 216 216 18 18 198 216 6 18 198

+ Б2.О.01(У)
Учебная практика. Проектно-конструкторская 

практика
2 6 6 36 216 216 18 18 198 216 6 18 198

42 42 1512 1512 54 54 1458 972 5 180 6 216

+ Б2.В.01(П)
Производственная практика. Научно-

исследовательская работа
123 15 15 36 540 540 540 5 180 6 216

+ Б2.В.02(П)
Производственная практика. Научно-

исследовательская деятельность
4 15 15 36 540 540 18 18 522 540

+ Б2.В.03(П)

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта в 

производственно-технологической деятельности

4 9 9 36 324 324 18 18 306 324

+ Б2.В.04(П)
Производственная практика. Преддипломная 

практика
4 3 3 36 108 108 18 18 90 108

6 6 216 216 18 18 162 36

+ Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы
4 6 6 36 216 216 18 18 162 36

4 4 144 144 72 72 72 2 36 36

+ ФТД.01
Специальные вопросы приборостроения и 

естествознания
2 2 2 36 72 72 36 36 36 2 36 36

+ ФТД.02
Когерентно-оптические методы в измерительной 

технике и фотонике
3 2 2 36 72 72 36 36 36

Курс 1
з.е. - Итого акад.часов

Семестр 1 Семестр 2

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

ФТД.Факультативные дисциплины 

- - Формы пром. атт.

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

-

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



Считать в 

плане
Индекс Наименование

+ Б1.О.01
Методология научных исследований в 

инфокоммуникациях и приборостроении

+ Б1.О.02
Математическое и имитационное  моделирование  

приборных систем

+ Б1.О.03 Информационные технологии приборостроения

+ Б1.О.04 Измерительно-вычислительные комплексы

+ Б1.О.05 Современные технологии коммуникации

+ Б1.В.01 Физическая оптика

+ Б1.В.02 Квантовая электроника

+ Б1.В.03 Нелинейная оптика

+ Б1.В.04 Современная фотоника

+ Б1.В.05 Нанофотоника и наноплазмоника

+ Б1.В.06 Лазерная спектроскопия

+ Б1.В.07
Методы и техника современного физического 

эксперимента

+ Б1.В.08 Взаимодействие лазерного излучения с веществом

+ Б1.В.09
Оптоинформационные материалы квантовой 

электроники и нанофотоники

+ Б1.В.10
Основы конструирования оптических и лазерных 

приборов. Прикладная оптика.

+ Б1.В.11 Лазерные технологии и технологические лазеры

+ Б1.В.12
Современные лазерные технологические комплексы  

на основе волоконных лазеров

+ Б1.В.13 Цифровая голография и оптическая память

+ Б1.В.14
Научно-исследовательский семинар "Современные 

лазерные аппараты и системы"

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

+ Б1.В.ДВ.01.01 Волоконно-оптические приборы и системы связи

- Б1.В.ДВ.01.02 Лазерные измерения

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2)

+ Б1.В.ДВ.02.01 Компьютерные технологии в приборостроении

- Б1.В.ДВ.02.02 Основы робототехники и мехатроники

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3)

+ Б1.В.ДВ.03.01 CALS -технологии в приборостроении

- Б1.В.ДВ.03.02 Прикладная механика

+ Б2.О.01(У)
Учебная практика. Проектно-конструкторская 

практика

+ Б2.В.01(П)
Производственная практика. Научно-

исследовательская работа

+ Б2.В.02(П)
Производственная практика. Научно-

исследовательская деятельность

+ Б2.В.03(П)

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта в 

производственно-технологической деятельности

+ Б2.В.04(П)
Производственная практика. Преддипломная 

практика

+ Б3.01(Д)
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы

+ ФТД.01
Специальные вопросы приборостроения и 

естествознания

+ ФТД.02
Когерентно-оптические методы в измерительной 

технике и фотонике

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

ФТД.Факультативные дисциплины 

- -

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

-

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

з.е. Лек Лаб Пр
Пр 

интер.
КСР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР СР

Конт 

роль
Код Наименование Компетенции

23 162 54 270 54 261 81

235
Департамент электроники, 

телекоммуникации и приборостроения
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2

235
Департамент электроники, 

телекоммуникации и приборостроения
УК-1; УК-2; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

235
Департамент электроники, 

телекоммуникации и приборостроения
УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3

235
Департамент электроники, 

телекоммуникации и приборостроения
ОПК-2; ОПК-3

235
Департамент электроники, 

телекоммуникации и приборостроения
УК-1; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-3

23 162 54 270 54 261 81

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3; ПК-4; ПК-11

2 18 36 18 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3

3 18 36 18 27 27 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3; ПК-4

2 18 18 18 18 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3; ПК-4

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-1; ПК-3; ПК-7

3 18 18 36 18 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-7; ПК-8; ПК-12

2 18 18 18 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3; ПК-5; ПК-11

2 18 18 18 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-1; ПК-6; ПК-7

2 18 18 18 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-1

3 18 90 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
УК-1; УК-6

ПК-3; ПК-5; ПК-6

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3; ПК-5; ПК-6

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3; ПК-5; ПК-6

2 18 36 18 ПК-7; ПК-8; ПК-9

2 18 36 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-7; ПК-8; ПК-9

2 18 36 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-7; ПК-8; ПК-9

2 18 36 18 ПК-2; ПК-8; ПК-10

2 18 36 18 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-2; ПК-8; ПК-10

2 18 36 18 244

Инженерный департамент. Отделение 

машиностроения, морской техники и 

транспорта

ПК-2; ПК-8; ПК-10

4 144 27 54 918

238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
УК-1; УК-2; ОПК-1

4 144 27 54 918

4 144 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

15 18 522 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

9 18 306 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
УК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12

3 18 90 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12

6 18 162 36

6 18 162 36 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12

2 36 36

235
Департамент электроники, 

телекоммуникации и приборостроения
ПК-1

2 36 36 238
Базовая кафедра Фотоники и цифровых 

лазерных технологий
ПК-3

-Закрепленная кафедра
Курс 2

Семестр 3 Семестр 4



з.е.

1008 28 1224 34 2232 62

1008 28 1152 32 2160 60

51,1 58,3 54,7

54 54 54

22,8 21,9 22,4

22,8 21,9 22,4

1008 414 108 90 216 513 81 28

ТО: 18 

1/6 

Э: 1 1/2

936 324 108 216 540 72 26

ТО: 14 

5/6 

Э: 1 1/3

1944 738 216 90 432 1053 153 54
ТО: 33 

Э: 2 5/6

1 Б1.О.01 За 72 18 18 54 2 За 72 18 18 54 2 235 1

2 Б1.О.02 Эк 144 72 18 54 36 36 4 Эк 144 72 18 54 36 36 4 235 1

3 Б1.О.03 Эк 180 90 36 54 45 45 5 Эк 180 90 36 54 45 45 5 235 1

4 Б1.О.04 За 144 72 18 18 36 72 4 За 144 72 18 18 36 72 4 235 1

5 Б1.О.05 Эк 180 54 18 36 108 18 5 Эк 180 54 18 36 108 18 5 235 2

6 Б1.В.01 За 108 72 36 36 36 3 За 108 72 36 36 36 3 238 1

7 Б1.В.02 Эк 108 54 18 36 36 18 3 Эк 108 54 18 36 36 18 3 238 2

8 Б1.В.04 За 72 36 18 18 36 2 Эк 72 36 18 18 18 18 2 Эк За 144 72 36 36 54 18 4 238 12

9 Б1.В.07 За 108 54 18 18 18 54 3 За 108 54 18 18 18 54 3 238 1

10 Б1.В.08 За 108 54 18 36 54 3 За 108 54 18 36 54 3 238 2

11 Б1.В.09 Эк 108 54 18 36 36 18 3 Эк 108 54 18 36 36 18 3 238 2

12 Б1.В.14 ЗаО 72 18 18 54 2 ЗаО 72 18 18 54 2 238 23

13 Б1.В.ДВ.01.01 За 72 54 18 36 18 2 За 72 54 18 36 18 2 238 2

14 Б1.В.ДВ.01.02 За 72 54 18 36 18 2 За 72 54 18 36 18 2 238 2

15 Б2.В.01(П) ЗаО 180 180 5 ЗаО 216 216 6 ЗаО(2) 396 396 11 238 123

16 ФТД.01 За 72 36 36 36 2 За 72 36 36 36 2 235 2

(План) 216 18 18 198 6 4 216 18 18 198 6 4

Б2.О.01(У) ЗаО 216 18 18 198 6 4 ЗаО 216 18 18 198 6 4 238 2

(План)

 5/6 9 1/6 10

СеместрКаф.

Итого за курс

Академических часов

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР СР

Контр

оль
Всего

НедельКонтроль
Всего

Недель

19 4/6

Контроль
Лаб Пр КСР СР

Контр

оль

39 5/6

Недель

20 1/6

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КАНИКУЛЫ

Эк(4) За(3) ЗаО

ПРАКТИКИ

Учебная практика. Проектно-конструкторская 

практика

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Эк(2) За(5) Эк(6) За(8) ЗаО

з.е.

Семестр 1

Контроль

Академических часов

Всего
Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР СР

Контр

оль

Семестр 2

Всего

Академических часов

з.е.Кон 

такт.
Лек

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

Специальные вопросы приборостроения и 

естествознания

Волоконно-оптические приборы и системы 

связи

Лазерные измерения

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа

ОП, факультативы (в период ТО)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Методология научных исследований в 

инфокоммуникациях и приборостроении

Современная фотоника

Информационные технологии 

приборостроения

Математическое и имитационное  

моделирование  приборных систем

Измерительно-вычислительные комплексы

Современные технологии коммуникации

Физическая оптика

Квантовая электроника

Методы и техника современного физического 

эксперимента

Взаимодействие лазерного излучения с 

веществом

Оптоинформационные материалы квантовой 

электроники и нанофотоники

Научно-исследовательский семинар 

"Современные лазерные аппараты и системы"



з.е.

1044 29 1188 33 2232 62

972 27 1188 33 2160 60

49,1 24,6

54 27

26,8 13,4

26,8 13,4

972 486 162 54 270 405 81 27

ТО: 18 

1/6 

Э: 1 1/2

ТО:  

Э: 
972 486 162 54 270 405 81 27

ТО: 18 

1/6 

Э: 1 1/2

1 Б1.В.03 За 72 54 18 36 18 2 За 72 54 18 36 18 2 238 3

2 Б1.В.05 Эк 108 54 18 36 27 27 3 Эк 108 54 18 36 27 27 3 238 3

3 Б1.В.06 Эк 72 36 18 18 18 18 2 Эк 72 36 18 18 18 18 2 238 3

4 Б1.В.10 Эк КР 108 72 18 18 36 18 18 3 Эк КР 108 72 18 18 36 18 18 3 238 3

5 Б1.В.11 ЗаО 72 54 18 18 18 18 2 ЗаО 72 54 18 18 18 18 2 238 3

6 Б1.В.12 За 72 54 18 18 18 18 2 За 72 54 18 18 18 18 2 238 3

7 Б1.В.13 Эк 72 36 18 18 18 18 2 Эк 72 36 18 18 18 18 2 238 3

8 Б1.В.14 ЗаО 108 18 18 90 3 ЗаО 108 18 18 90 3 238 23

9 Б1.В.ДВ.02.01 За 72 54 18 36 18 2 За 72 54 18 36 18 2 238 3

10 Б1.В.ДВ.02.02 За 72 54 18 36 18 2 За 72 54 18 36 18 2 238 3

11 Б1.В.ДВ.03.01 За 72 54 18 36 18 2 За 72 54 18 36 18 2 238 3

12 Б1.В.ДВ.03.02 За 72 54 18 36 18 2 За 72 54 18 36 18 2 244 3

13 Б2.В.01(П) ЗаО 144 144 4 ЗаО 144 144 4 238 123

14 ФТД.02 За 72 36 36 36 2 За 72 36 36 36 2 238 3

(План) 972 54 54 918 27 16 972 54 54 918 27 16

Б2.В.02(П) ЗаО 540 18 18 522 15 8 ЗаО 540 18 18 522 15 8 238 4

Б2.В.03(П) ЗаО 324 18 18 306 9 6 ЗаО 324 18 18 306 9 6 238 4

Б2.В.04(П) ЗаО 108 18 18 90 3 2 ЗаО 108 18 18 90 3 2 238 4

(План) 216 18 18 162 36 6 4 1/6 216 18 18 162 36 6 4 1/6

Б3.01(Д) Эк 216 18 18 162 36 6 4 1/6 Эк 216 18 18 162 36 6 4 1/6 238 4

 5/6 9 1/6 10

СеместрКаф.

Итого за курс

Академических часов

Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР СР

Конт

роль
Всего

НедельКонтроль
Всего

Недель

19 4/6

Контроль
Лаб Пр КСР СР

Конт

роль

39 5/6

Недель

20 1/6

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КАНИКУЛЫ

ПРАКТИКИ

Производственная практика. Научно-

исследовательская деятельность

Производственная практика. Практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

в производственно-технологической 

деятельности

Производственная практика. Преддипломная 

практика

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Эк(4) За(5) ЗаО(2) КР Эк(4) За(5) ЗаО(2) КР

з.е.

Семестр 3

Контроль

Академических часов

Всего
Кон 

такт.
Лек Лаб Пр КСР СР

Конт

роль

Семестр 4

Всего

Академических часов

з.е.Кон 

такт.
Лек

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

Нелинейная оптика

Нанофотоника и наноплазмоника

Лазерная спектроскопия

Основы конструирования оптических и 

лазерных приборов. Прикладная оптика.

Лазерные технологии и технологические 

лазеры

Современные лазерные технологические 

комплексы  на основе волоконных лазеров

Цифровая голография и оптическая память

Научно-исследовательский семинар 

"Современные лазерные аппараты и системы"

Компьютерные технологии в приборостроении

Основы робототехники и мехатроники

CALS -технологии в приборостроении

Прикладная механика

Производственная практика. Научно-

исследовательская работа

Когерентно-оптические методы в 

измерительной технике и фотонике

ОП, факультативы (в период ТО)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ


